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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

カーボンナノチューブ(CNT)を電気デバイスに応用する際に、チューブのカイラリ
ティによる導電性の違いが重要であるが、それ以外にチューブの潰れやその積み重
なりの形態による導電性が注目されている。形態の異なるチューブの個々の導電性
を測定することで、解明される事が期待されている。

実験
Experimental

【利用した主な装置】
スピンコーター【NPF008】
マスクレス露光装置【NPF006】
電子ビーム真空蒸着装置【NPF023】
スマートウォーターバス[TB-1N] 【NPF017】
ダイシングソー【NPF054】
ナノプローバ[N-6000SS] 【NPF049】

【実験方法】
シリコン酸化膜基板上にカーボンナノチューブを孤立分散させて導電性計測と形態
計測を行った。様々な計測において同一のチューブが見つけ易い様に、基板には目
印として、厚さ100nmでサイズ4μm程度の金ドットをリソグラフ加工でまばらに
配置した（Fig. 1）。このリソグラフ加工及びナノプローバによる電気計測（Fig. 2）
を、NPFの装置で行った。形態計測を自前のAFM,SEM,ラマン分光で行った。

結果と考察
Results and Discussion

ナノプローバで電圧-電流特性を計測し、同一のチューブの潰れと積み重なりの程度
との相関データの取得を行う事が出来た。また同一のチューブのラマン分光の計測
を行う事も出来た。導電性と形態および光学特性の関係について、解析を行って行
く予定である。
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Fig. 1 Substrate with sparse island marks
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Fig. 2 State of conductive property measurement
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